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仕様

10μm

測定方式

測定対象

測定範囲

測定制度

測定時間

直流４探針法

拡散層

抵 抗 率 ：1mΩ ・cm～500kΩ ・cm

抵 抗 ：1mΩ ～500kΩ

シート抵抗：1mΩ /□～500kΩ /□

±0.2％

約1秒

本装置では、直流4探針法により各種電子材料

の抵抗率やシート抵抗を精度よく計測することがで

きます。

プローブヘッドを変更することでシリコンウエハや

拡散層、金属薄膜などさまざまな試料に対応する

ことができます。

抵抗率測定


